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O objetivo desta proposta é reequipar o Laboratério EQU IPAMENTOS CONCEDIDOS

de Caracterizacdo de Materiais da FEM/Unicamp com um
novo microscépio eletrénico de varredura convencional
(low vacuum) equipado com acessérios para andlises de . o
EDS, WDS e EBSD. O pedido é apoiado por trés projetos 6610VL e sistemas de andlise EDS, EBSD e WDS
financiados pela FAPESP (dois auxilios tematicos e (proced. Japdo)

um auxilio regular). E também apoiado por intimeros

projetos complementares. O Programa de Pés-graduacao

em Engenharia Mecéanica da FEM/Unicamp ¢é dividido

em trés dreas de concentracio, e uma delas é a Area de

Materiais e Processos de Fabricacao. Na ultima avaliacao

trienal (2007) da Capes, tal programa foi avaliado com

nota 7. Parcela significativa da producao cientifica desse

programa tem origem na Area de Materiais e Processo de

Fabricagdo, que conta com 22 docentes e 100 alunos em

programas de mestrado e doutorado. Parcela significativa

desses pesquisadores utiliza rotineiramente a microscopia

eletronica de varredura. Em 1975 a Area de Materiais e

Processos de Fabricagdo iniciou a operagdo de um dos

primeiros MEVs do pais. Em 1995 esse equipamento foi

substituido por outro mais moderno, doado pela IBM do

Brasil. Esse equipamento era usado e fabricado em 1988.

Em 2004 esse equipamento foi revitalizado, o que garantiu

certa sobrevida, que agora se esgota. A substitui¢do do

equipamento existente é fundamentada nos seguintes

aspectos: (a) o MEV existente tem idade avancada (22

anos de uso), opera intensamente, mas a sua manutencao

se torna cada vez mais onerosa e mais trabalhosa; (b)

a qualidade dos resultados de suas anélises deixa a

desejar quando comparada com a de equipamentos mais

modernos; (c) as necessidades da FEM/Unicamp estao

centradas em um equipamento convencional, que exibe

preco inferior ao de microscépios de alta resolugdo do

tipo FEG, como é o caso de equipamentos do Laboratério

Nacional de Luz Sincrotron; e (d) o sucesso de pesquisas

desenvolvidas na FEM/Unicamp dependem muito da

rapidez no acesso ao equipamento, o que torna invidvel o

uso de microscépios de outras institui¢oes.

* Microscépio eletronico de varredura JEOL JSM
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